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Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zura Anrei- 
Tchern eines Tragergases oder Tragergasgemisches mit 
dem Dampf oder den Dampfen eines wenig fldchtigen, 
in Form kleiner fester Teilchen vorliegenden Stoffes 
oder Stoffgemisches, mit: einem GefcB mit einem be- 
heizbaren Innenraum zur Auftiahme des Stoffes oder 
Stoffgemisches, der mit einer Zuleitung fUr das Trager- 
gas imd einer Ableitung fOr das angereicherte Trager- 
gas versehen ist, wobei-die Leitungen derart in den In- 
nenraum mflnden. daB das Tragergas bei Betrieb der 
vorrichtung durch den Stoff oder das Stoffgemisch bin- 
durchstrdmt. 

Eine derartige Vorrichtung ist aus der DE-OS 
31 36 895 bekannt Die bekannte Vorrichtung besteht 
aus einem verdampfergefaB mit DeckeL Innerhalb des 
VerdampfergefaBes befindet rich ein Sieb. auf dem beim 
Betrieb der vorrk'itung ein pulverformiger Ausgangss- 
toff liegt Unterhaib des Siebes bzw. in dessen Bereich 
ist im VerdampfergefaB ein Heizelement angeordnet 
Von einem Tragergas- Vorratsbehalter fuhrt eine Zulei- 
tung zum VerdampfergefaB. in das die Zuleitung unter- 
haib des Siebes mGndet Vora Innenraum des Verdamp- 
fergefafles oberhalb des Siebes ftlhrt eine Dampf-Abiei- 25 
tung zu einem Reaktor, in dem eine reaktive Abschei- 
dung aus der Gasphase stattfindet, in dem also ein CVD- 
Verfahren durchgefuhn wird Die Untersuchungen, die 
zur Erfindung gefQhrt haben. befaBten sich mit der An- 
reicherung von Trflgergasen mit Gasen fflr die reaktive 30 
Abscheidung insbesondere von Seltenerdmetallen (III 
B-Metal!en) bzw. Seltene-dmetai/erbindungen (III 
B-Verbindungen), speztell vov. Thorium und Thorium- 
verbindungen. aus der Gasphase. Da lie entsprechen- 
den Ausgangsverbindungen fflr das CVD- Verfahren in 35 
der Regel als metallorganische Verbindungen bei Zim- 
mertemperatur pulverfdrmig vorliegen — nur solche 
sind bei leichtem Erhitzen schon etwas fiQchtig wird 
die Ausgangsverbindung mit einem Tragergas zu einer 



des GefaBes in Berfihrung. Hieraus ergibt sich, daB die 
Rille vorzugsweise in die Unterseite des Metallkorpers 
eingearbeitet ist Es ist aber auch moglicb, die Rille in die 
Seitenwande des Metallkdrpers einzuarbeken. 

Um zu verhindern, daB Teilchen des Stoffes oder 
Stoffgemisches vom Tragergas mitgerissen werden, ist 
es zweckmaBig, zwischen der Gasableitung und dem 
Innenraum einen gasdurchlassigen KSrper anzuordnen. 

Die Vorrichtung nach der Erfindung hat den Vorteil, 
daB sie sich auf einfache Weise mit dem feintefligen 
dampMdenden Stoff oder Stoffgemisch, z^. einem Pul- 
ver, fallen 13BL Beispielsweise wird zum FDllen eines 
erfindungsgemaBen Sattigers die in die Unterseite eines 
Kupferbiocks eingearbehete Rille bis zum Boden einer 
rait dem Pulver gerade ausreichend gefQllten Wanne 
oder Pfanne aus V2A-Edelstahl eingedrGckt. Die so ge- 
faflte Rille wird bei Betrieb vom Tragergas durchstromt. 

Eine spiralfSrmige Ausbildung der Rille hat den zu- 
satzlichen Vorteil, daB vermittels einer Drehbewegung 
in SpiralauBenrichtung eine dichte FQllung der Rillen 
mit dem Pulver erreicht wird und zugieich der Boden- 
kontakt der Aufsatzflachen recht gut wird. 

Ein weiterer Vorteil der erfindungsgemaBen Vorrich- 
tung ist der. daB sich ihre Teile nach Herausnahme des 
Metallkorpers leicht reinigen lassen. 

Einige Ausffihrungsb^ispiele der Erfindung sind in ei- 
ner Zeichnung dargestellt und werden im folgenden na- 
her eriSutert In der Zeichnung zeigen: 
Fig. 1 einen Sattiger im Schnitt, 
Fig. 2 einen herauMiehmbaren Metallkorper (Metall- 
einsatz) mit spiralfdrmiger Rille und 

Fig. 3 einen herausnehmbaren Metallkorper (Metall- 
einsatz) mit maanderfSrmiger Rille. 

Die zeitliche Abfolge der Inbetriebnahme des Satti- 
gers nach Fig. 1 verlauft folgendermaBen: Zuerst wird 
in eine Pfanne 1 aus Edelstahl feines gasbildendes Pul- 
ver eingefullt AnschlieBend wird ein genau passenuer 
Kupferblock 2 mit einer in dessen Unterseite eingear- 
beiteten Spiralnut oder Spiralriiie 3 fe*t auf das Pulver 



Substratoberflache transportiert. auf der Schichten ab- 40 aufgedruckt. und zwar mit einer Drehbewegung entge- 



geschieden werden sollen. Das Tragergas? vorzugsweise 
ein Edelgas. insbesondere Argon, durchstromt einen 
Sattiger. der mit der pulverfdrmigen Ausgangsverbin- 
dung gefullt ist und auf eine geeignete Temperatur auf- 
geheizt isL 

Die aus der DE-OS 31 36 895 bekannte Vorrichtung 
hat den NachteiL daB sie nur einen kurzen Durchstro- 
mungsweg des Gases durch das gasbildende Material 
aufweist. Die Ausbcute an Reaktionsga* fdr das CVD- 
Verfahren bzw. dessen Konzentration im Gasstrom sind 
dementsprechend niearig. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde. eine Vor- 
richtung der eingangs genannten Art. insbesondere ei- 
nen Sattiger. zu schaffen. die bzw. der einen langen 
Durcitstromungsweg aufweist 

Diese Aufgabe wird erfindungsgemaB dadurch getdst, 
duB das GefaQ einen herausnehmbaren. genau passen- 
den MetallkOrper enthalt. daB in mindestens eine Au- 
Benwamlung des Metallkorpers mindestens eine Rille 
eingearbeitet ist und daB diese AuQenwandung mil et* 



gen der spSteren Stromungsrichtung, und passend zum 
Tragergaseinlafl 4 mit einem Stift (nicht dargestellt) ver- 
ankert Der Gasaustritt 5 liegt in der Milte des Kupfer- 
biocks und enthalt ein Maschengitter und davorgestopf- 
45 te AbOj-Wolle. Dieses kombinierte Sieb soli einen Aus- 
tria des Pulver* verhindern. 

Ober dem Kupferblock 2 kann noch ein weiterer 
Kupfereinsatz. z.B. eio Hohlzylinder mit AbschluB und 
Austrittsdffnung (nicht dargestellt), eingesetzt und mit 
50 einem BajonettverschluB mit festem Andruck auf dem 
Sauigerblock festgeklemmt werden. Der Raum zwi- 
schen Kupfcreinsatz und Sauigerblock stellt dann eine 
Mischkammer fQr weitere CVD-Ausgangsgase dar. 
Ober deren AustrittsdQse kann dann das zu beschich- 
ss tende Substrat in einem Reaktor angeordnet werden 
(nicht dargestellt). 

In Fig. 2 ist ein Metallkorper 2 mit spiralfdrmiger 
Rille 3 und in Fig. 3 ein Metallkorper 2 mit maanderfor- 
miger Rille 3 dargestellt. wobei der TrflgergaseinlaB mit 
60. 4 und der Gasaustritt milS bezeichnct sind. 



toiHhta^nd^ <|cm^ojetart In: |eEahrung £ ^J?^!^ 



stent, daB die Rille den genannten Innenraum oiide't. 

Um einen mSglichst langen DurchstrdmungsWeg zu 
erretchen, muQ die Rille m6glichst lahg seih. Hierffir Ist 
es zweckmaBig, daB die Rille spiratformig oder zick- 
zackfdrmig oder maanderfermig gewunden ist. 

Die AuBenwandung des Metallkorpers, in die die Ril- 
le eingearbeitet ist, steht vorzugsweise mit dem Boden 



fatlS V2A-Ede|siafii : dn d 3na"hochVaku1utn^^ atisge^ 
ifOhrt Sic befinden sfch in einem bfefi mit getrennter 
Heizung far den Sattiger und fflr den Reaktor und die 
i 'Mischkammer. Letters befinden sich bei Betrieb auf 
etwas haherer Temperatur als def SStiiger, um einen 
Wandniederschlag ^er lit B-Ausgarigsverbindiing zu 
vcrmeiden. Nach cinef Reihe von Beschichtungen ist in 
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der Resel eine Reinigung der Sattigeranordnung und 

wendig. da viele der verweudeten pulverf6rnug_en me- 
MorSnischen Ausgangsverbmdungen m der Nahe des 

gerade dort auch den hochsten auf die Dauer realmer- 
£ Dampfdruck aufweisen. AuBerdem kann erne 
sukzessive Zersetzung durch Kontakt mit den _ bemi 
CTO-Verfahren entstehenden aggresstven Verbindun- 
gen(z3.WF6undHF)verursachtwerden. 10 

Die gesamte Anordnung kann zu Reiugungszwecken 
mit wlnigen Handgriffen auseinandergenommen und 
mfttels einer Bamefoverdunm^ 
gennen gereinigt werden. mit anschl.eBendem Nach- 

miOFAAM und als Tragergas Argon verwendet Die 
Sf^perLtur betnfg bei der Fullung & Th(AA), 20 
m'C±5 F C bzw. 100 bis 120'C bei Tb(^A/vfc-FOi- 
ung die Reaktortemperatur lag 20»C Qber der Sttu- 
Sstemperatur. Als ^^Abscheidungsgeschwnd.gke.ten 

Ke Zrium entbaltenden .S^"J»S3 * 
0.1 bis0.4uin/mineraelt.d«ebeiTh(AA)»beiderjeweiB 2s 

dritten Beschichtung stark abnahmen und bei 
Th(3FAA)4 etwa 6 Beschichtungen ^SJ^ 1 ^.^' 
oen^konnten.wobei die Dauer einer Bescmchtung h6ch- 
stens 4 Stunden betrug. 
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I. Vorrichtung zum Anreichern eines ™gergases 
oderTragergasgemisches mit dem Dampf oder den 
Sfen eines wenig nachdgen, in taUw 35 
fester Teitchen vorliegenden Stoffes oder Stoffge- 
misches. mit einem OtM mix > emem M*"*™ 
Innenraum zur Aufnahme des Stoffes °dcr Stoffge- 
misch.s. der mit einer Zuleitung ©r das TrSgergas 
und einer Ableitung for das angereicherte Trager- 40 
. gas Verseheh ist. wobei die LeHungen derart m den 
- fnhenraum 
der Vorrichtung durch den Stoff oder das Stoffge- 
misch hindurchstrdmt. dadurch gekennzeichnet, 
da& das Gef&B (1) einen herusnehmbaren, genau 45 
passenden Metallkdrper (2) enthalt, daB in mmoV 
stens eine AuBenwandung des Metallkdrpers eine 
Rille (3) eingearbeitet ist und daB diese AuBenwan- 
dung mil einer h.nenwandung des GefaBes derart 
in BerOhrung stent daB die Rille den genannten 50 
Innenraum bildet 

Z Vorrichtung nach Anspruch I. dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Rille (3) spiralformig oder zick- 
zackformig oder maanderformig gewunden 1st 
3 vorrichtung nach Anspruch I oder 2. dadurch 35 
gekennzeichnet daB die AuBenwandung des Me- 
tailkOrpers (2). in die die Rille (3) eingearbeitet 1st. 
mit dem Boden des GefaBes (!) ir. BerOhrung stent. 
4. Vorrichtung nach Anspruch 1. 2 oder 3, dadurch 
rgekcjinzeiclinekdaB zwischen der Gasableuung (5) eo 

iperangeordhetisti 

Hisrzu 2 Seite(n) Zeichnurigen 
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